
JP 2018-63406 A5 2019.5.16

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和1年5月16日(2019.5.16)

【公開番号】特開2018-63406(P2018-63406A)
【公開日】平成30年4月19日(2018.4.19)
【年通号数】公開・登録公報2018-015
【出願番号】特願2016-203033(P2016-203033)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ  17/08     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  13/18     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  13/22     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  13/24     (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/20     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   17/08     　　　Ａ
   Ｇ０２Ｂ   13/18     　　　　
   Ｇ０２Ｂ   13/22     　　　　
   Ｇ０２Ｂ   13/24     　　　　
   Ｇ０３Ｆ    7/20     ５２１　
   Ｇ０３Ｆ    7/20     ５０１　

【手続補正書】
【提出日】平成31年4月3日(2019.4.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１凹反射面と、第１凸反射面と、第２凹反射面と、第３凹反射面とを有する投影光学
系であって、
　物体面からの光が、前記第１凹反射面、前記第１凸反射面、前記第２凹反射面、前記第
１凸反射面、前記第３凹反射面の順に反射して像面に結像するように、前記第１凹反射面
、前記第１凸反射面、前記第２凹反射面及び前記第３凹反射面が配置され、
　物体面と前記第１凹反射面との間、及び、前記第３凹反射面と像面との間に反射面がな
い状態において、前記物体面と前記第２凹反射面との間の距離をＬｔ１、前記第２凹反射
面と前記像面との間の距離をＬｔ２、前記第１凹反射面と前記第２凹反射面との間の距離
をＰｔ１、前記第２凹反射面と前記第３凹反射面との間の距離をＰｔ２としたとき、
　０．０５≦Ｐｔ１／Ｌｔ１≦０．２　又は　０．０５≦Ｐｔ２／Ｌｔ２≦０．２
　を満たすことを特徴とする投影光学系。
【請求項２】
　第１凹反射面と、第１凸反射面と、第２凹反射面と、第３凹反射面とを有する投影光学
系であって、
　物体面からの光が、前記第１凹反射面、前記第１凸反射面、前記第２凹反射面、前記第
１凸反射面、前記第３凹反射面の順に反射して像面に結像するように、前記第１凹反射面
、前記第１凸反射面、前記第２凹反射面及び前記第３凹反射面が配置され、
　前記第１凹反射面と前記第３凹反射面とは同一の反射面から構成されていることを特徴
とする投影光学系。
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【請求項３】
　前記第１凸反射面の曲率半径をＲ２、前記第１凸反射面と前記反射面がない状態におけ
る物体面との間の距離をＷ１、前記第１凸反射面と前記反射面がない状態における像面と
の間の距離をＷ２としたとき、
　０．７０≦Ｗ１／Ｒ２≦１．０　又は　０．７０≦Ｗ２／Ｒ２≦１．０
　を満たすことを特徴とする請求項１又は２に記載の投影光学系。
【請求項４】
　前記第１凹反射面の曲率半径をＲ１、前記第１凸反射面の曲率半径をＲ２、前記第３凹
反射面の曲率半径をＲ５、前記第１凹反射面と前記第１凸反射面との間の距離をＤ１、前
記第１凸反射面と前記第３凹反射面との間の距離をＤ２としたとき、
　０．８７≦（Ｒ２＋Ｄ１）／Ｒ１≦１．１５　又は　０．８７≦（Ｒ２＋Ｄ２）／Ｒ５
≦１．１５
　を満たすことを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか１項に記載の投影光学系。
【請求項５】
　前記第１凹反射面の曲率半径をＲ１、前記第２凹反射面の曲率半径をＲ３、前記第３凹
反射面の曲率半径をＲ５としたとき、
　０．８≦Ｒ３／Ｒ１≦１．２５　又は　０．８≦Ｒ３／Ｒ５≦１．２５
　を満たすことを特徴とする請求項１乃至４のうちいずれか１項に記載の投影光学系。
【請求項６】
　物体面と前記第１凹反射面との間、及び、前記第３凹反射面と像面との間に反射面がな
い状態において、前記物体面と前記第２凹反射面との間の距離をＬｔ１、前記第２凹反射
面と前記像面との間の距離をＬｔ２、前記第２凹反射面の曲率半径をＲ３としたとき、
　０．９≦Ｒ３／Ｌｔ１≦１．１　又は　０．９≦Ｒ３／Ｌｔ２≦１．１
　を満たすことを特徴とする請求項１乃至５のうちいずれか１項に記載の投影光学系。
【請求項７】
　物体面と前記第１凹反射面との間、及び、前記第３凹反射面と像面との間に反射面がな
い状態において、前記物体面と前記第２凹反射面との間の距離をＬｔ１、前記第２凹反射
面と前記像面との間の距離をＬｔ２、前記第１凸反射面と前記反射面がない状態における
物体面との間の距離をＷ１、前記第１凸反射面と前記反射面がない状態における像面との
間の距離をＷ２としたとき、
　０．５≦Ｗ１／Ｌｔ１≦０．７　又は　０．５≦Ｗ２／Ｌｔ２≦０．７
　を満たすことを特徴とする請求項１乃至６のうちいずれか１項に記載の投影光学系。
【請求項８】
　前記物体面及び前記像面と前記第１凸反射面との間に、非球面形状を有するレンズを有
することを特徴とする請求項１乃至７のうちいずれか１項に記載の投影光学系。
【請求項９】
　前記第１凸反射面と前記第２凹反射面との間に、第１面と第２面とが同じ方向に湾曲し
たメニスカスレンズを有することを特徴とする請求項１乃至８のうちいずれか１項に記載
の投影光学系。
【請求項１０】
　前記第１凹反射面、前記第１凸反射面、前記第２凹反射面及び前記第３凹反射面のうち
の少なくとも１つの反射面は、非球面形状を有することを特徴とする請求項１乃至９のう
ちいずれか１項に記載の投影光学系。
【請求項１１】
　前記第１凸反射面と前記第２凹反射面との間に、開口絞りを有することを特徴とする請
求項１乃至１０のうちいずれか１項に記載の投影光学系。
【請求項１２】
　前記開口絞りは、開口形状が可変であることを特徴とする請求項１１に記載の投影光学
系。
【請求項１３】
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　前記投影光学系は、拡大系であることを特徴とする請求項１乃至１２のうちいずれか１
項に記載の投影光学系。
【請求項１４】
　前記投影光学系は、縮小系であることを特徴とする請求項１乃至１２のうちいずれか１
項に記載の投影光学系。
【請求項１５】
　前記第１凹反射面の曲率半径をＲ１、前記第３凹反射面の曲率半径をＲ５、前記投影光
学系の結像倍率をＢとしたとき、
　Ｂ×０．８７≦（Ｒ５／Ｒ１）≦Ｂ×１．１５
　を満たすことを特徴とする請求項１３又は１４に記載の投影光学系。
【請求項１６】
　前記物体面側及び前記像面側にテレセントリックであることを特徴とする請求項１乃至
１５のうちいずれか１項に記載の投影光学系。
【請求項１７】
　光源からの光でマスクを照明する照明光学系と、
　前記マスクのパターンの像を基板に投影する請求項１乃至１６のうちいずれか１項に記
載の投影光学系と、
　を有することを特徴とする露光装置。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の露光装置を用いて基板を露光する工程と、
　露光した前記基板を現像する工程と、
　を有することを特徴とする物品の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明の一側面としての投影光学系は、第１凹反射面と、
第１凸反射面と、第２凹反射面と、第３凹反射面とを有する投影光学系であって、物体面
からの光が、前記第１凹反射面、前記第１凸反射面、前記第２凹反射面、前記第１凸反射
面、前記第３凹反射面の順に反射して像面に結像するように、前記第１凹反射面、前記第
１凸反射面、前記第２凹反射面及び前記第３凹反射面が配置され、物体面と前記第１凹反
射面との間、及び、前記第３凹反射面と像面との間に反射面がない状態において、前記物
体面と前記第２凹反射面との間の距離をＬｔ１、前記第２凹反射面と前記像面との間の距
離をＬｔ２、前記第１凹反射面と前記第２凹反射面との間の距離をＰｔ１、前記第２凹反
射面と前記第３凹反射面との間の距離をＰｔ２としたとき、０．０５≦Ｐｔ１／Ｌｔ１≦
０．２　又は　０．０５≦Ｐｔ２／Ｌｔ２≦０．２を満たすことを特徴とする。
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